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オゾンチャンバー 2個構成により「発生」と「蓄積」を
繰り返す準連続供給式。
使用途中でのオゾン蓄積の待ち時間はありません。

ALD用酸化源のご提案MBE用酸化源へのご提案

活用事例 Pure Ozone Generator
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オゾンチャンバー 1個構成による安価なR&Dタイプ。
ピュアオゾンが無くなった場合は約2時間の蓄積時間
がかかります。
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オゾンチャンバー 1個構成による安価なR&Dタイプ。
ピュアオゾンが無くなった場合は約 2時間の蓄積時間
がかかります。
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POG と 他社ALD装置 の接続イメージ

大手ALD成膜装置メーカーへの
採用実績あり

国内・海外メーカ、大学への
複数の採用実績あり

オゾン濃度可変オプションも
ご提案できます。お問い合わせ下さい。

POGに求められる機能・仕様

「低不純物」　
）ーダーオmpp：ルベレ合競（)bpp(度純高　　

「高濃度」
　　80％以上のオゾン濃度（競合レベル：20％未満）

「濃度可変」
　　20～80％以上のオゾン濃度可変

■MBE（分子線エピタキシー）用の酸素源適用例

■MBE用POGのご提案

■ALD用POGのご提案■ALD用の酸素源供給例

POG導入によるメリット

10～150sccm
48,000cc 

10～150sccm
32,000cc

10～300sccm
16,000cc

「低ランニングコストの実現」　
　 オザナイザー発生の低濃度オゾンは常時オゾン供給が必要
　で非効率。　　
　 POGは必要な時、必要な量のオゾン供給が可能で高効率。　　　　　

「常温・低温成膜（150℃以下）が可能」　
　 低耐熱半導体や樹脂、フィルムなど低温が求められる基材に
　最適

「高いつき回り性の実現」　
　 ピュアオゾンの長寿命を生かし、高トレンチ部への均一成膜　



Pure Ozone Generator

5 6

ユーティリティ設備図製品ラインナップ

安全対策

製品ラインナップ　
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・停電時、プロセスガスラインで希釈し装置内の残留オゾンを排出する緊急パージ機構
・EMO（非常停止）スイッチにより、手動で異常発生時の装置停止が可能
・液化チャンバを真空断熱SUS容器内に設置し、万が一の危険防止として外部機器への機械的ダメージを発生させない構造を採用
・液体オゾン冷却部は蓄積液体オゾン量に対し十分な熱容積を有し、危険要因となる振動による急激な気化リスクを低減

・非常時のための防爆設計
・停電、異常時はフェイルセーフシステムにより温度/圧力制御

信頼性

安全設計
「高純度・低温・減圧にして危険な反応をさせない」という思想のもと、安全な装置設計をしています

・一部装置は国際安全規格(SEMI-S2,UL,NFPA,CA など)に準拠
規格認証

・ガスもれに対する安全性は、第三者認証機関によるトレーサガステストにより実証
品質保証

◆ 統制品を設置する際、都道府県に各種届出申請類の確認をさせて頂きます。書類作成・申請は当社がサポートします。
　・高圧ガス製造事業届　・高圧ガス製造施設等変更届　・第2種貯蔵所設置届　・第2種貯蔵所位置など変更届
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【お客様にご準備頂くもの】■各用途別のPOGラインナップ
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CVD成膜用酸化源など、
ピュアオゾンは各種酸化源へ

ご提案可能です。是非、ご相談下さい。

ご要求に合わせて最適なPOGをご提案いたします。
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用途
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届出申請類（国内仕様の場合）
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安全に関するご注意
この製品に関するお問い合わせは 

ご使用の前に、「取扱説明書」又はそれに準ずる
資料をよくお読みのうえ正しくお使いください。

■　仕様は機能・性能向上などのため変更することがありますのでご了承ください。
■　本製品に関連して生じた損害の賠償につきましては、逸失利益、間接損害及び特別損害は
除かせていただきます。 

〒140-0032　東京都品川区大崎2-8-1
TEL: 03-6420-8630　FAX: 03-6420-8450

MB576-2936S  2024年9月現在

本　社　〒141-6029 東京都品川区大崎 2-1-1 ThinkPark Tower

明電ナノプロセス・イノベーション株式会社

本　　社　〒141-0032 東京都品川区大崎二丁目8番1号　TEL．03-6420-8630（代表）
技術開発　〒262-0013 千葉県千葉市花見川区犢橋町1569-9　TEL．043-258-1633 

営業戦略室　npi-sales@npi.meidensha.co.jp

https://www.meidensha.co.jp/npi/index.html

お問い合わせ先

2024-9ME （2,01V）0.6L


	01
	2
	3-4和
	5
	6
	7



